Plate-forme IAP3
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Equipements actuels IAP3

mplantation ionique par immersion plasma (PBII)
Réacteur matriciel PACVD / Gravure
Réacteur multi-dipolaire PACVD / Gravure

Pulverisation assistée par plasma PAS + PACVD

Réacteur a larges conditions opératoires
Banc de mesures micro-onde

Diagnostics plasma (sonde, OES)
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Dlpolar plasma source
reactor

PACVD reactor
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Implantation par immersion plasma (PBII)




